POLSKA OPIS PATENTOWY |94994
RZEGZPOSPOLITA
LUDOWA

Patlent dodatkowy MKP
do patentu
HO11 7/68
Zgloszono: . 08.05.73 (P. 162419)
2
Pierwszenstwo: Int. CI%
HOIL 21/02

URZAD |
P A T E N T U w Y Zgloszenie ogloszono: 01.04.75
PRL |

Opis patentowy opublikowano: 31.,12.1977

Tworca wynalazku: Bogdan Pastuszka

Uprawniony z patentu: Instytut Technologii Elektronowej -
przy Naukowo-Produkcyjnym Centrum P61przewodnikéw,
Warszawa (Polska) '

Przyrzad izolujgcy powierzchnie obudéw elementéw pétprzewodnikowych,
zwlaszcza obudéw diod elektroluminescencyjnych
podczas obrébki chemicznej lub elektrolitycznej

Przedmiotem wynalazku jest przyrzqd do izolowania powierzchni obudéw elementéw pdtprzewodniko-
wych, zwlaszcza obudéw diod elektroluminescencyjnych, podczas obrébki chemicznej lub elektrolitycznej, a tak-
e innych czedcl przyrzgdéw i maszyn, ktdre wymagaja czgéciowej obrébki powierzchniowe;j.

Dotychczas powierzchnle obudéw elementéw pdiprzewodnikowych, zwtaszcza diod elektroluminescencyj-
nych nie przewidzianych do obrébki w érodowisku chemicznym lub elektrolitycznym, byty izolowane od tego
frodowiska przez pokrywanie ich recznie odpowiednimi lakierami, a pozostate powlerzchnie wyzej omawianych
obudéw byty na przyktad ztocone lub niklowane w powyiszym $rodowisku. Tak przygotowane powyisze
obudowy byty wprowadzane do wlasciwego frodowiska chemicznego lub elektrolitycznego, zawieszane na dru-
tach. Wadg tego pomocniczego izolowania przez pokrywanie edpowiednimi lakierami powierzchni nie przewidzia-
nych do dalszej obrdbki wirodowisku chemicznym lub elektrolitycznym byto reczne jego wykonywanie bardzo
pracochtonne i ucigzliwe. Wymagato to od pracownikéw duzej umiejgtnosci, zrgcznosci, dobrego wzroku i szyb-
koéci wykonywania poszczegdlnych czynnosci samego izolowania odpowiednimi lakierami, a ponadto Zzmudnego
zawieszanla na drutach tej dutej ilosci drobnych elementdw pétprzewodnikowych w rodowisku chemicznym
wzglednie elektrolitycznym., '

Celem wynalazku jest usunigcie tych trudnodcl, czyli uniknigcie zbgdnych i ktopotliwych czynnosci izolo-
wania przez pokrywanie lakierami powierzchni obudéw elementéw pdiprzewodnikowych, nie przewidzianych do
dalszej ich obrébki w §rodowisku chemicznym lub elektrolitycznym oraz uciazliwego ich zawieszania na drutach.

Zagadnieniem technicznym wymagajacym rozwigzania dla osiggnigcia tego jest przyrzad do izolowania
powierzchni obuddw elementéw pélprzewodnikowych, przy pomocy ktérego nie przewidziane do obrébki po-
wierzchnie tych obudéw izolowane sg od wplywdw Srodowiska, w ktérym zachodzi obrébka tylko ich powie-
rzchni przewidzianych do tejze obrébki. ‘ ’
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Zgodnie z rozwigzaniem postawionego zagadnienia technicznego, izolowanie obudéw elementéw pétprze-
wodnikowych przeznaczonych do obrébki chemicznej lub elektrolitycznej, uzyskuje si¢ wedtug wynalazku dzie-
ki temu, ze przyrzad do izolowania powierzchni obudéw elementéw pétprzewodnikowych zawiera ramke, wyko-
nana z materiatu izolacyjnego, na przyktad z pleksiglasu, osadzone wewngtrz w jej dolnej czeéci kotki ustalajgce
mosi¢zne oraz nalozong na nie podktadke elastyczng, korzystnie z cienkiej gumy, a takze umieszczone w otwo-
rach gornej czeéci ramki §ruby dociskowe, korzystnie teflonowe oraz wsunigtg miedzy kotki a te sruby wktadke
elektrycznie kontaktujgcg z fosforobrazu. Powierzchnie obudéw zwtaszcza diod elektroluminescencyjnych sg
izolowane przez podktadke elastyczng. Wreszcie obudowy elementéw pdtprzewodnikowych mocowane érubami
dociskowymi, mogg by¢ réwniez dociskane bezposrednio samg sprezynujacqg wkiadkg kontaktows.

Takie skojarzenie podanych $rodkéw technicznych umozliwia uzyskanie szybkiego i sprawnego izolowania
powierzchni obudéw elementéw pStprzewodnikowych przy obrébee chemicznej, wzglgdnie elektrolityczne;j i eli-
minuje ucigzliwe izolowanie powierzchni lakierami i prowizoryczne wieszanie na drutach, skracajgc tym samym
czas obrébki przedmiotowych operaciji oraz polepsza warunki higieny i bezpieczeristwa pracy obstugi Ponadto’
uzyskuje si¢ oszczgdno$é na materiatach.

Przyrzad wedlug wynalazku jest doktadnie wyjasniony na podstawle jego przyktadu wykonania, uwido-
cznionego na rysunku w przekroju pionowym. '

W ramce 1 wykonanej z materiatu izolacyjnego korzystnie z pleksiglasu, umocowane sg kotld ustalajgce
mosigzne 2 o odpowiednich wymiarach do obrabianych obudéw. Na te kotki 2 naktada si¢ podktadke elastycz-
ng 3 najkorzystniej z cienkiej gumy. Nast¢pnie ustawia si¢ przeznaczone do obrébki chemicznej, wzglednie
elektrolitycznej, obudowy 6, na przyktad wedtug rysunku diode elektroluminescencyjng z jej izolowang powie-
fzchnig 7. Miedzy te kolki 2 a$ruby dociskowe 4, zwlaszcza teflonowe, wsuwa si¢ wkiadke elektrycznie
kontaktujaca 5, wykonang z fosforobrazu. Zapewnia ona kontakt elektryczny z obrabianymi obudowami elemen-
tow pétprzewodnikowych, w opisanym przyktadzie z obudows diody elektroluminescencyjnej. '

Po docisnigciu obudowy 6 Srubami dociskowymi 4 (wzglednie moze byé docidnigta bezpodrednio samg
sprezynujacg wktadka elektrycznie kontaktujgcg 5) powierzchnie 7, zaznaczone na rysunku, izolowane sg od
wptywow srodowiska chemicznego, wzgl¢dnie elektrolitycznego, przez podkiadke elastyczng 3. Wielkod¢ ramki
uzalezniona jest od ilosci obrabianych w tym érodowisku obudéw elementéw pdiprzewodnikowych, z wyelimi-
nowaniem na przyktad ich powierzchni 7, izolowanych od wptywdw tego srodowiska i nie przowidzianych do
obrébki w przedmiotowym $rodowisku.

Zastrzelenie patentowe

Przyrzad izolujacy powierzchnig¢ obuddw elementdw pdéiprzewodnikowych, zwtaszcza obudéw diod elek-
troluminescencyjnych podczas obrébki chemicznej lub elektrolitycznej, znamienny tym, 2¢ w dolnej
czgsci jego ramki (1), wykonanej z materiatu izolacyjnego elektrycznie, znajduje si¢ podkiadka elastyczna (3),
pokrywajaca kotki (2) ustalajace potozZenie obrabianych obuddéw (6), ktére dociskane sg do podkhdki ela:tycz-
nej (3) Srubami (4) przez wktadke (5) elektryczme kontaktujacs.
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